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Abstract of DE1 9835068 

The microscope has illumination at one and/or 
more wavelengths, whereby the intensity of at 
least one wavelength is controlled via at least 
one rotatable interference filter arranged in the 
illumination beam path. The wavelength(s) is 
reflected at least partly out of the illumination 
beam path. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Mikroskop, insbesondere Laser-Scanning-Mikroskop 

® Mikroskop, insbesondere Laser-Scanning-Mikroskop, 
mit Beleuchtung uber eine und/oder mehrere Wellenlan- 
gen, wobei eine Steuerung der Intensitat mindestens ei- 
ner Wellenlange uber mindestens einen im Beleuch- 
tungsstrahlengang angeordneten drehbaren Interferenz- 
filter erfolgt, wobei die mindestens eine Wellenlange zu- 
mindest teilweise aus dem Beleuchtungsstrahlengang 
herausreflektiert wird und mehrere Filter fur unterschied- 
liche Wellenlangen hintereinander im Beleuchtungsstrah- 
lengang angeordnetsein konnen. 
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Beschreibung 



In Fig. 1 ist schematisch eine Mikroskopeinheit M und 
ein angekoppelter Scankopf S dargestellt. 

Im Mikroskop ist eine Lichtquelle LQ1 mit einer Be- 5 
leuchtungsoptik vorgesehen, die uber einen Strahlteiler ST1 
das Objekt auf dem Mikroskoptisch T konventionell be- 
leuchtet. 

Ein schwenkbarer Spiegel S3 dient zur Umschaltung auf 
Durchlichtbeleuchtung mittels einer Lichtquelle LQ2 iiber 10 
den Kondensor KO. 

Uber eine Tubuslinse TL und einen Spiegel S 1 erfolgt die 
Beobachtung iiber ein Okular OK. 

tjber diesen Spiegel oder Strahlteiler SI wird weiterhin 
der Scanstrahleingang eingekoppelt, uber die Scanlinse SL 15 
und den Scanner SC. 

Das Licht eines Lasermoduls LM wird iiber Lichtleiter F, 
Kollimationsoptik KO, Spiegel S2 und Strahlteiler ST2 in 
Richtung des Scanners SC eingekoppelt. 

Das vom Objekt kommende Licht gelangt uber den Scan- 20 
ner SC und den dichroitischen Strahlteiler ST2 in Richtung 
der Detektion, hier beispielhaft dargestellt anhand eines 
weiteren Strahlteilers ST3 zur Aufspaltung in Detektions- 
strahlengange mit Pinholes PHI, 2, Filtern FI1,2 und Detek- 
torenDTl,2. 25 

Im Lasermodul sind mehrere Laser LI, L2, L3 mit unter- 
schiedlichen Wellenlangen vorgesehen, die auch Mehrlini- 
enlaser sein konnen. 

Sie werden iiber Spiegel bzw. Strahlteiler S4 zusammen- 
geruhrt und in einer Einkoppeleinheit FC in den Lichtleiter 30 
F eingekoppelt. 

Vor der Einkopplung durchlaufen sie iiber einen Spiegel 
S5 und eine Filtereinheit FE, wie auch in Fig. 2b dargestellt 
und werden durch einen Reflektor R, wiederum iiber die Fil- 
tereinheit FE, in Richtung der Einkoppeleinheit umgelenkt. 35 

In der Filtereinheit FE sind Dichroite DO, 2,3, 4,5, 6 an- 
geordnet, die eine wellenlangen- und winkelabhangige Re- 
flektivitat aufweisen. 

Dies ist beispielhaft in Fig. 3 anhand der winkelabhangi- 
gen Reflektivitat fur die drei Wellenlangen dargestellt, in der 40 
die Spiegelschicht fiir 45 Grad optimiert ist, d. h. bei 
45 Grad die groBte Reflektivitat fur eine beslimmte Wellen- 
lange vorliegt. Durch Verdrehung wird daher die Transmis- 
sion fur die jeweilige Wellenlange stufenlos eingestellt. 

Die ubrigen Wellenlangen werden nicht beeinfluBL 45 

Die Optimierung auf 45 Grad ist beispielhaft und es 
konnten auch andere Winkel fur die groBte Reflektivitat ge- 
wahlt werden. 

Der herausreflektierte Lichtanteil wird in geeigneter 
Weise, beispielsweise iiber Lichtfallen, unterdriickt. 50 

Da die Verdrehung des Dichroiten einen Strahlversatz er- 
zeugt, sind diese zur Kompensation paarweise angeordnet. 

In Fig. 2a und 3 sind in einem durchgehenden Strahlen- 
gang jeweils Dichroitenpaare DC 1,2 fiir eine Wellenlange 
XI, DC3,4 fur eine Wellenlange X2 und DC5,6 fiir eine Wei- 55 
lenlange X3 setektiv reflektierend ausgebildet und konnen 
diese damit beeinflussen und durch die paarweise Anord- 
nung den Strahlversatz ausgleichen. 

Fig. 2b zeigt eine andere Anordnung, wie in Fig. 1, wobei 
der Strahlversatz durch das doppelte Durchlaufen der Di- 60 
chroite DCl, DC3, DCS fiir die drei Wellenlangen ausgegli- 
chen wird. 

Der Antrieb der Verdrehung der Dichroite erfolgt in fach- 
mannisch bekannter Art, hier in Fig. 2a und b schematisch 
dargestellt anhand von Zahnradem, an denen die Dichroite 65 
befestigt sind, wobei die Zahnrader der Dichroitenpaare in 
Fig. 2a ineinandergreifen und somit eine gekoppelte Bewe- 
gung der Zahnradpaare gewahrleisten. 



Um Antrieb der Zahnrader ist ein iiber einen Motor M an- 
getriebenes Ritzel R vorgesehen. 

Der Antrieb der Motoren kann uber eine zentrale Ansteu- 
ereinheit AE erfolgen, die beispielsweise einen vorgegebe- 
nen Beleuchtungs- und Detektionsmodus steuert, zu dem 
die Abscbwachung/Einstellung bestimmter Laserwellenlan- 
gen gehort. 

Vorteilhaft konnen bei einem Multiwellenlangenlaser 
oder bei gemeinsamer Einkopplung mehrerer Laserwellen- 
langen in einem Mikroskop, insbesondere einem Laser- 
Scanning-Mikroskop eine oder mehrere Wellenlangen kon- 
tinuierlich in ihrer Intensitat eingestellt, d. h. abgeschwacht 
werden. Falls die Laser auswechselbar sein sollten, konnen 
auch mehrere, gegeneinander austauschbare, in der Wellen- 
lange unterschiedliche derartige Filtereinheiten vorgesehen 
sein. 

Die verwendeten Dichroite sind Interferenzfilter, wie sie 
beispielsweise von der Firma Laseroptik GmbH, auch paar- 
weise zum Strahlversatzausgleich, angeboten werden. Wei- 
terhin konnen derartige Dichroite auch vorteilhaft bei der 
wellenlangenabhangigen Beeinflussung des Detektions- 
strahlenganges eingesetzt werden, beispielsweise in Fig. 1 
in einem dem Strahlteiler ST2 nachgeordneten Detektions- 
strahlengang, zur Unterdruckung spezieller unerwunschter 
Wellenlangen, beispielsweise der Anregungswellenlange 
bei Fluoreszenzdetektion. 

Patentanspriiche 

1. Mikroskop, insbesondere Laser-Scanning-Mikro- 
skop, mit Beleuchtung iiber eine und/oder mehrere 
Wellenlangen, wobei eine Steuerung der Intensitat 
rnindestens einer Wellenlange iiber mindestens einen 
im Beleuchtungsstrahlengang angeordneten drehbaren 
Interferenzfilter erfolgt, wobei die mindestens eine 
Wellenlange zumindest teilweise aus dem Beleuch- 
tungsstrahlengang herausreflektiert wird. 

2. Mikroskop nach Anspruch 1, wobei mehrere Filter 
fur unterschiedliche Wellenlangen hintereinander im 
Beleuchtungsstrahlengang angeordnet sind. 

3. Mikroskop nach Anspruch 1 oder 2, wobei fur min- 
destens eine Wellenlange zum Ausgleich des Strahlver- 
satzes jeweils Filterpaare mit gleicher Wellenlangen- 
charakteristik vorgesehen sind. 

4. Mikroskop nach einem der Anspriiche 1-3, wobei 
mindestens ein Filter doppelt durchlaufen wird, indem 
ein Reflektor das Beleuchtungslicht iiber die Filter zu- 
riickfuhrt. 
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